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１．概要（Summary） 
我々は、X 線からテラヘルツの広い波長領域に及ぶコヒ

ーレント光を生成可能な、高強度高繰り返しコヒーレント光

源(光リング)の開発を進めている[1]。このような新規光源

の内部では、共振機内での光の平均パワーがキロワット級

に到達するため、これによって生じる熱が共振器内部の

光学素子に与える影響を考慮し、その廃熱が重要となっ

てくる。特に、共振器内部で用いられる光学素子は、ガラ

ス等の誘電体で構成されることが多く、より熱伝導率の高

い金属と接触させることによって、廃熱が効率的に行われ

る。 

 本研究では、光学素子の側面にあらかじめ金属を蒸着

しておいた状態で、その上にさらにインジウムを挟むこと

によって、熱接触の向上を試みた。 

 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高密度汎用スパッタリング装置(芝浦 CFS-4ES) 
 
【実験方法】 
 円盤形の光学素子の両面をあらかじめ保護膜でコートし

ておいた状態で高密度汎用スパッタリング装置に導入し、

クロムをその側面に約 300 nm 堆積させた。蒸着後、保護

膜を剥がすことによって、通常と同じ光学素子としての使

用が可能となる。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

蒸着後に保護膜を剥がし、実際に光リングの内部に導

入して使用し、温度上昇量の変化を観測したところ、レー

ザー内部での比較では、温度上昇が半分程度に抑えら

れることが明らかになった。 
この手法は、さまざまな光学素子に応用可能であるた

め、高強度レーザー開発の際に役に立つ技術となること

が期待される。 
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